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U s e  t h e  f o r c e .  F e e l  i t .
MEMS Actuators and Sensors

半導体微細加工技術を用いたＭＥＭＳたセンサ、アクチュエータ、エナジーハーベスタを

研究しています。材料、プロセス、デバイス、システムからＩｏＴサービスまで、技術レイ

ヤーを俯瞰したエンジニアリング・センスを磨きたい人は、学生・社会人を問わず歓迎し

ます。
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